
エレクトロニクス研究所 計測センター 
３Dプロファイラー導入に伴うXRD、AFMの配置変え 

ラマン分光室 
（JE1) 

シールド室 
（JE2) 

暗室 
（JE3) 

EPMA FE-SEM AFM 

FT-IR 
(新） 

FT-IR 
(旧） 

顕微 
ラマン XRD ESR 

UHPLC/MS UHPLC GC/MS SEM GD-OES 

ICP LC/MS 
(API2000) 

MALDI/ 
TOFMAS 

純水 
装置 

微
小
硬
度
計 

試料準備室 

コンプレッサー室 

ボ
ン
ベ
室 

計測準備室 
研磨室 ・熱分析装置 

・天秤 ・粗さ計 
・プーラー 
・実体顕微鏡/偏光顕微鏡 
・クイックコップ 
・ミニプレス 
・貸出機器 

・研磨機 
・定温乾燥器 
・真空乾燥器 
・臨界点乾燥器 

・液体窒素 

・真空蒸着装置 
・イオンスパッタ 
・マルチコータ 

入口 

チ
ラ
ー
室 

（新設） 
3Dﾌﾟﾛﾌｧｲﾗｰ 


	スライド番号 1

